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2. MAGHXIAKA AITIOTEAEXMATA

MoafOnowkd Aroterécpoto

Me v 0AOKAP®OGT TOV HOONUOTOG O GOLTNTAC/TPLO OVOUEVETOL VO £XEL OTOKTNAGEL EVPEIR YVMOON Yo TV
TEYVOAOYIOL TPONYUEVOV DAMKOV Kot TV ene&epyacio avt®@v oty Uikpo/vavo KAIOKe Yo, TNV KOTUOKELT
AELTOVPYIKOV GLOKELMOV KOl GLOTNUATMOV Y10 EPOPLOYES OTIG TEXVOAOYIOG TANPOPOPING, OTTIKGOV alodnThpOv
Kot PloiaTpikdv EpopLOYOV.

To pabnuo ooppwva ue 1o Evpwnoixo [laioio Ilpocoviwv A Biov Mabnong eivar emimédov 6 w¢ uadnua
TPADTOV KOKAOD GTLOVIDV.

Cegvikég IkavotnTeg

Avalnmon, avilvon kot covBeon OedOUEVOV Kol TANPOEOPLDV, HE TN XPNON KOl TOV OTOPOITTOV
TEYVOLOYIDV

[Ipocappoyn oe véeg KataoTdoelg

Avtovoun gpyacio

Opadwkn epyacio

Epyooia og diebvég mepifariov

Epyooia og diemomuovikd eptBaiiov

Topaywyn VEOV EPELVNTIKDV 1OEDV

Yxedloopog Kot dtoyeipion Epywv

[poaymyn g ehevBeprg, SNUIOVPYIKNAG KOL ETAYDYIKNG OKEYG

3. HNEPIEXOMENO MAGHMATOX

YAkd Kot AlotaEelg LKponAeKTPoVIKNG. ApyEg Kot AELTovpytkOTnNTo Likpo-kat vavo-dtatdéewy. Teyvoroyia
CMOS. Mukpounyovikny Texyvoroyia. @otovikd OrokAnpopéve Kukidpata. MEBodot yapaktnpiopov.
Awdicaoieg avamtuéng vakedv. Emtalokés pébodot. Awadikaocieg avantoéng dwutdéemv. Enelepyacio vikdv
og mepPdArov oteipov ydpov. dwtolboypapia, AMboypagpia laser, soft-lithography, nano-imprint, e-beam
MBoypapio. Xnukn Eyxapaén. Eyxdpaén pe teyviég avtidpaotikod mAdopotog (RIE). Iovtuey Awdyvon.
Tovtikr Epgpotevon. O&eidmon. Empetdiioon.

MMopadetypoto kot Eeoapuoyéc pikpo kot vavodotdEewy.

Eooapuoyéc.

4. AIAAKTIKEX kot MAOHXIAKEYX ME®OAOI - AZIOAOT'HXH

TPOITIOX MTAPAAOXHY | IIp6como Ue Tpdo®To

XPHXH TEXNOAOTI'IQN | H d1daokorio Tov pobqpotog yivetor pe Ty ypnon o) Sopaveimy
IMAHPO®OPIAX KAI | kot B) wivaxa émov avordetor dieEodikd 1 Oewpio.
EINIKOINQNIQN




ApactypiotyTa

dopros Epyacioc

E&aunvov
AworéEerg 39
OPI'ANQXH AIAAXKAAIAYX | | Melétn Biroypaeiog kot Enidvon 101
O0OKNCGEWV GTO OTiTL
TeUvapio 10
2bvoio MaOnuarog 150

AZIOAOT'HXZH ®OITHTQN

Epyaociec /xan ypant e&étaon oty Bspatoroyio tov padniporod.
v mepintoon e€Toong e epyacies Kat TEAMKY Ypomtr eEétacn o
Babpog tav epyacidv TpocspeTpd oty TeEMKT Babpoloyio kotd

50%.
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